
JP 4253365 B2 2009.4.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のウェハを収納可能なウェハカセットと、このウェハカセットに対して相対的に上
下動可能であって所望のウェハを下側から支持してウェハカセットに対する出し入れを行
う搬送アームとを備えるウェハ搬送装置において、
　前記ウェハカセットに対して相対的に上下動可能であって、かつ搬送するウェハおよび
該ウェハの上下方向のウェハのウェハ中央部の位置を検出するセンサと、このセンサを挟
んで前記ウェハのウェハカセットに支持される周縁部の位置を検出する２個のセンサとを
有する位置検出手段を有し、
　この位置検出手段で検出された各ウェハの位置情報に基づいて各ウェハの撓み量を求め
るとともに、前記搬送するウェハ下側への前記搬送アームの挿入の可能性および前記搬送
アームによるウェハの所定ストロークの持ち上げの可能性を判断することを特徴とするウ
ェハ搬送装置。
【請求項２】
　前記所定ストロークは、撓んだ前記ウェハの外周部を前記ウェハカセットのスロット溝
の所定の高さまで持ち上げるのに必要となる距離として決定されたウェハ吸着ストローク
であることを特徴とする請求項１記載のウェハ搬送装置。
【請求項３】
　前記ストロークの持ち上げの可能性を判断した結果、必要なクリアランスが確保できな
い場合は、前記ウェハの搬送を行わないことを特徴とする請求項１又は２記載のウェハ搬
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送装置。
【請求項４】
　前記ウェハカセットはエレベータ機構部により上下動可能に構成され、前記位置検出手
段は前記ウェハカセットに対する所定の高さ位置に設けられることを特徴とする請求項１
から３のいずれか１記載のウェハ搬送装置。
【請求項５】
　前記ウェハカセットが固定されるとともに前記搬送アームが上下動可能に構成され、前
記位置を検出するセンサは、上下動可能に構成されていることを特徴とする請求項１から
３のいずれか１記載のウェハ搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ウェハカセットよりウェハを取出し搬送するウェハ搬送装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ウェハカセットよりウェハを取出し搬送するウェハ搬送装置には、図７に示すよう
に、エレベータ機構部１により上下動可能にしたカセット台２上に多数のウェハ３を積層
方向に収容したウェハカセット４を載置していて、搬送開始の際に、エレベータ機構部１
によりカセット台２を所定位置まで降下させ、図示しないセンサによりウェハカセット４
内の搬送するウェハ３を検出し、搬送ウェハ３を検出したならば、エレベータ機構部１に
よりカセット台２を所定距離上昇させて搬送アーム５を搬送ウェハ３の下側に挿入し、次
いで、エレベータ機構部１によりカセット台２を所定距離だけ降下させて、搬送アーム５
によりウェハ３を吸着して、ウェハカセット４よりウェハ３を抜き取り、次の処理工程に
供給するようにしたものがある。
【０００３】
この場合、このようなウェハ搬送装置に用いられるウェハカセット４は、内部側壁に沿っ
て複数のスロット溝６を形成していて、これらスロット溝６にウェハ３周縁を挿入するこ
とによりウェハ３を水平状態でウェハカセット４内に収容するようにしている。
【０００４】
従って、ウェハカセット４内の全てのウェハ３が対応するスロット溝６に整然と水平状態
に保持されていれば、搬送アーム５のウェハ３下側への挿入を正確に行うことができ、安
定したウェハ３の抜き取り作業を実現することができる。
【０００５】
ところが、実際は、スロット溝６への保持状態のバラツキなどによりウェハ３が傾いて挿
入されることがあり、このウェハ３の傾きにより、搬送アーム５のウェハ３下側への挿入
の際に、搬送アーム５がウェハ３に衝突し、ウェハ３を破損してしまうという問題があっ
た。
【０００６】
そこで、従来、特許第２６０６４２３号公報に開示されるようにウェハのスロット溝に挿
入される両端部を検出するように、２個のセンサを同じ高さで並べて設け、それぞれのセ
ンサによるウェハ検出が同時ならば、ウェハが水平に保持されているものとして、そのま
まウェハ下側に搬送アームを挿入し、また、それぞれのセンサによるウェハ検出に時間的
ずれがあれば、ウェハが傾いて保持されているものとして、この傾きを考慮してウェハ下
側に搬送アームを挿入することにより、搬送アーム５がウェハ３に衝突するのを防止する
ようにしたものが考えられている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、最近、ウェハの大形化と薄形化にともない、ウェハカセット内に収容されるウ
ェハの撓みが問題になっており、６インチウェハや８インチウェハを例にとっても、それ
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ぞれ図８（ａ）（ｂ）に示すようにウェハ厚みの薄形化にともない、撓み量が急激に増加
することが知られている。
【０００８】
ところが、従来のようにウェハのスロット溝に挿入される両端部を検出するようにセンサ
を配置したものでは、ウェハの傾きは検出できるが、最も撓んでいる位置、つまりウェハ
の中央部を検出できないため、搬送アームをウェハ下側に挿入したときに、搬送アーム５
とウェハ３の最も撓んでいる位置が干渉し、ウェハ破損を生じるおそれがある。
【０００９】
また、ウェハの中央部の最も撓んでいる位置を検出できないことから、搬送しようとする
ウェハと１段下のウェハの丁度中間に搬送アームを挿入したとすると、１段下のウェハ上
面に搬送アームが接触し、ウェハ面を傷付けてしまうおそれがある。
【００１０】
さらに、ウェハが吸着できたことを確認した場所でエレベータの移動を停止し、ウェハを
取り出す状態で、ウェハが薄く大きく撓んでいると、ウェハの最も撓んでいる位置に搬送
アームが接触したとしても、ウェハ周縁部がスロット溝から離れることができず、ウェハ
下面がスロット溝に擦られた状態で引き出されるため、ウェハが破損したり、発塵の原因
になることもある。
【００１１】
さらに、ウェハを取り出した位置を記憶しておき、再度この位置にウェハを格納しようと
すると、ウェハ周縁部がスロット溝と干渉し、ウェハ破損を生じるおそれがある。
【００１２】
さらに、搬送アームは、ウェハカセット内に挿入されるため、ウェハの径より小さい寸法
にならざるをえなく、搬送アームにウェハを乗せた時に、ウェハ周縁部が搬送アーム上部
より下側に撓んでしまう。この撓み量は、搬送アームがウェハを支持する範囲によっても
異なるため、この搬送アーム上でのウェハ吸着状態におけるウェハ周縁部での撓み量を考
慮しないと、ウェハ取り出し時には、ウェハ下面がスロット溝に擦れた状態のまま引き出
され、ウェハが破損したり、発塵が生ずるおそれがあり、ウェハ収納時には、ウェハ周縁
部がスロット溝と干渉し、ウェハを破損してしまうおそれがある。
【００１３】
さらに、ウェハカセット内の最下段のウェハを取り出す場合、ウェハが撓んでいることに
より、カセット下部の連結部材の厚みによっては、ウェハ下面と連結部材との間隔が極端
に狭くなり、この状態で、搬送アームを挿入すると、連結部材と搬送アームが干渉し、搬
送アームを破損してしまうおそれがある。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ウェハ搬送時のウェハの破損を確実に防止
できるウェハ搬送装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、複数のウェハを収納可能なウェハカセットと、このウェハカセ
ットに対して相対的に上下動可能であって所望のウェハを下側から支持してウェハカセッ
トに対する出し入れを行う搬送アームとを備えるウェハ搬送装置において、
　前記ウェハカセットに対して相対的に上下動可能であって、かつ搬送するウェハおよび
該ウェハの上下方向のウェハのウェハ中央部の位置を検出するセンサと、このセンサを挟
んで前記ウェハのウェハカセットに支持される周縁部の位置を検出する２個のセンサとを
有する位置検出手段を有し、この位置検出手段で検出された各ウェハの位置情報に基づい
て各ウェハの撓み量を求めるとともに、前記搬送するウェハ下側への前記搬送アームの挿
入の可能性および前記搬送アームによるウェハの所定ストロークの持ち上げの可能性を判
断するようにしている。
【００１７】
この結果、本発明によれば、位置検出手段で検出された各ウェハの位置情報に基づいて各
ウェハの撓み量を求められるので、ウェハカセット内の各ウェハの撓み量が異なっていて
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も、搬送時に搬送アームがウェハに接触したり、ウェハ同士が接触したりして、ウェハ面
に傷を付けたり、破損させてしまうような危険性を回避することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に従い説明する。
（第１の実施の形態）
図１は、本発明が適用されるウェハ搬送装置の概略構成を示している。図において、１１
はエレベータ機構部で、このエレベータ機構部１１には、カセット台１２を載置し、エレ
ベータ機構部１１によりカセット台１２を上下方向に移動可能にしている。
【００２１】
このようなカセット台１２上にウェハカセット１３を載置している。このウェハカセット
１３は、内部側壁に沿って多数のスロット溝１４を形成し、これらスロット溝１４にウェ
ハ１５周縁部を挿入することにより、ウェハ１５を水平状態でウェハカセット１３内の積
層方向に収容するようにしている。
【００２２】
カセット台１２上に載置されたウェハカセット１３に対する所定の高さ位置に、ウェハカ
セット１３に収容されたウェハ１５を検出するセンサＡ１６、センサＢ１７を設けている
。このうち、センサＡ１６は、発光部１６１と受光部１６２をウェハカセット１３の前後
方向に配置した光透過型センサからなるもので、ウェハカセット１３内のウェハ１５の撓
みの大きい中央部を検出可能に配置している。また、センサＢ１７も、発光部１７１と受
光部１７２をウェハカセット１３の前後方向に配置した光透過型センサからなるもので、
センサＡ１６に対して水平方向に同じ高さに設けられ、センサＡ１６で検出されると同じ
ウェハ１５のスロット溝１４へ挿入される周縁部を検出可能にしている。
【００２３】
そして、ウェハカセット１３に対応して搬送アーム１８を設けている。この搬送アーム１
８は、ウェハ１５を吸着する複数の吸着口１８１を有し、搬送するウェハ１５の下側に挿
入されるとともに、吸着口１８１によりウェハ１５を吸着して、ウェハカセット１３より
抜き取り、所定の処理の終了後、再びウェハカセット１３内の元の位置に戻すようにして
いる。
【００２４】
次に、このように構成した実施の形態の動作を説明する。
この場合、エレベータ機構部１１により上下動可能にしたカセット台１２上にウェハカセ
ット１３を載置し、図示しないスイッチを投入してウェハ搬送開始を指示すると、図２に
示すフローが実行される。
【００２５】
まず、ステップ２０１で、エレベータ機構部１１によりカセット台１２を搬送開始位置ま
で下降する。次いで、ステップ２０２で、センサＡ１６によりウェハカセット１３内のｎ
－１番目のウェハ１５を検出する。この状態を図３（ａ）に示している。ここで、ｎ－１
番目のウェハ１５が検出されない場合は、ステップ２０３で、ウェハカセット１３を、さ
らに降下させてｎ－１番目のウェハ１５が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００２６】
そして、ステップ２０２で、ｎ－１番目のウェハ１５を検出すると、ステップ２０４で、
今度は、センサＢ１７によりセンサＡ１６で検出したと同様のｎ－１番目のウェハ１５を
検出する。この状態を図３（ｂ）に示している。ここでも、ｎ－１番目のウェハ１５が検
出されない場合は、ステップ２０５で、ウェハカセット１３を、さらに降下させてｎ－１
番目のウェハ１５が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００２７】
次いで、ステップ２０６で、ｎ－１番目のウェハ１５の撓み状態を判断し、図示しない記
憶部に記憶する。ここで、センサＡ１６が検出したｎ－１番目のウェハ１５の位置情報を
ｎ－１ａ、センサＢ１７が検出したｎ－１番目のウェハ１５の位置情報をｎ－１ｂとする
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と、これらセンサＡ１６、センサＢ１７による位置情報ｎ－１ａとｎ－１ｂが同じの場合
は、ウェハカセット１３内のウェハ１５は、水平状態（ウェハ１５の自重による撓みが発
生していない）と判断し、図示しない記憶部に記憶し、また、センサＡ１６、センサＢ１
７による位置情報ｎ－１ａとｎ－１ｂが異なる場合は、これらの差を撓み状態として図示
しない記憶部に記憶する。
【００２８】
次に、ステップ２０７で、センサＡ１６によりウェハカセット１３内のｎ番目のウェハ１
５を検出する。この状態を図３（ｃ）に示している。ここで、ｎ番目のウェハ１５が検出
されない場合は、ステップ２０８で、ウェハカセット１３を、さらに降下させてｎ番目の
ウェハ１５が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００２９】
そして、ステップ２０７で、ｎ番目のウェハ１５を検出すると、ステップ２０９で、今度
は、センサＢ１７によりセンサＡ１６で検出したと同様のｎ番目のウェハ１５を検出する
。この状態を図３（ｄ）に示している。ここでも、ｎ番目のウェハ１５が検出されない場
合は、ステップ２１０で、ウェハカセット１３を、さらに降下させてｎ番目のウェハ１５
が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００３０】
次に、ステップ２１１で、ｎ番目のウェハ１５の撓み状態を判断し、図示しない記憶部に
記憶する。ここで、センサＡ１６が検出したｎ番目のウェハ１５の位置情報をｎａ、セン
サＢ１７が検出したｎ番目のウェハ１５の位置情報をｎｂとすると、これらセンサＡ１６
、センサＢ１７による位置情報ｎａとｎｂが同じの場合は、ウェハカセット１３内のウェ
ハ１５は、水平状態（ウェハ１５の自重による撓みが発生していない）と判断し、図示し
ない記憶部に記憶し、また、センサＡ１６、センサＢ１７による位置情報ｎａとｎｂが異
なる場合は、これらの差を撓み状態として図示しない記憶部に記憶する。
【００３１】
次に、ステップ２１２で、ｎ番目のウェハ１５を搬送アーム１８で吸着した場合、ｎ番目
のウェハ１５の外周部がどの程度撓むかの計算を行うとともに、撓んだｎ番目のウェハ１
５外周部がウェハカセット１３のストローク溝１４の所定高さまで持ち上げられるに必要
なウェハ吸着ストロークＰを決定し、さらに、ステップ２１３で、ｎ番目のウェハ１５が
撓んでいる場合、搬送アーム１８の挿入可能の間隔が狭くなるため、ｎ－１番目のウェハ
１５上面とｎ番目のウェハ１５の下面との間に搬送アーム１８が挿入できるかを位置情報
ｎ－１ａ、ｎ－１ｂ、ｎａとｎｂを用いて計算する。つまり、図４（ａ）に示すように搬
送アーム１８上面とｎ番目のウェハ１５下面との間のクリアランスａと搬送アーム１８下
面と、ｎ－１番目のウェハ１５上面との間のクリアランスｂの存在を計算によりを確認す
る。
【００３２】
そして、ステップ２１４で、この時の計算結果から搬送アーム１８の挿入が可能か否か判
断し、挿入が不可能であれば、ｎ番目のウェハ１５の搬送は行わないものとして、ステッ
プ２０２に戻って上述したと同様な動作を行う。
【００３３】
これにより、ウェハカセット１３内で撓んでいるｎ－１番目のウェハ１５の上面とｎ番目
のウェハ１５の下面との間に搬送アーム１８が挿入できない場合は、搬送アーム１８の無
理な挿入を防止できるので、搬送アーム１８によりｎ－１番目のウェハ１５上面に傷を付
けたり、破損させてしまうような危険性を回避することができる。
【００３４】
一方、搬送アーム１８の挿入が可能であれば、ステップ２１５で、ｎ－１番目のウェハ１
５とｎ番目のウェハ１５の中間を、ｎ番目のウェハ１５の取り出し時の搬送アーム１８の
挿入高さＥとして、図示しない記憶部に記憶する。
【００３５】
次に、ステップ２１６で、エレベータ機構部１１によりカセット台１２を降下させ、ステ
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ップ２１７で、センサＡ１６によりウェハカセット１３内のｎ＋１番目のウェハ１５を検
出する。この状態を図３（ｅ）に示している。ここで、ｎ＋１番目のウェハ１５が検出さ
れない場合は、ステップ２１８で、ウェハカセット１３を、さらに降下させてｎ＋１番目
のウェハ１５が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００３６】
そして、ステップ２１７で、ｎ＋１番目のウェハ１５を検出すると、ステップ２１９で、
今度は、センサＢ１７によりセンサＡ１６で検出したと同様のｎ＋１番目のウェハ１５を
検出する。この状態を図３（ｆ）に示している。ここでも、ｎ＋１番目のウェハ１５が検
出されない場合は、ステップ２２０で、ウェハカセット１３を、さらに降下させてｎ＋１
番目のウェハ１５が検出されるまで同じ動作を繰り返す。
【００３７】
次いで、ステップ２２１で、ｎ＋１番目のウェハ１５の撓み状態を判断し、図示しない記
憶部に記憶する。ここで、センサＡ１６が検出したｎ＋１番目のウェハ１５の位置情報を
ｎ＋１ａ、センサＢ１７が検出したｎ＋１番目のウェハ１５の位置情報をｎ－１ｂとする
と、これらセンサＡ１６、センサＢ１７による位置情報ｎ＋１ａとｎ＋１ｂが同じの場合
は、ウェハカセット１３内のウェハ１５は、水平状態と判断し、図示しない記憶部に記憶
し、また、センサＡ１６、センサＢ１７による位置情報ｎ＋１ａとｎ＋１ｂが異なる場合
は、これらの差を撓み状態として図示しない記憶部に記憶する。
【００３８】
次に、ステップ２２２で、ｎ番目のウェハ１５を搬送アーム１８によりウェハ吸着ストロ
ークＰだけ持ち上げた場合、ｎ＋１番目のウェハ１５下面とｎ番目のウェハ１５上面との
間にクリアンスがあるか計算を行う。つまり、図４（ｂ）に示すようにｎ番目のウェハ１
５を搬送アーム１８により持ち上げた時、ｎ＋１番目のウェハ１５下面とｎ番目のウェハ
１５上面との間にクリアンスｃが存在するかを計算によりを確認する。
【００３９】
そして、ステップ２２３で、この時の計算結果から、吸着ストロークＰに必要なクリアラ
ンスが有るか否か判断し、挿入が不可能であれば、ｎ番目のウェハ１５の搬送は行わない
ものとして、ステップ２０２に戻って上述したと同様な動作を行う。
【００４０】
これにより、ウェハカセット１３内で撓んでいるｎ番目のウェハ１５を吸着ストロークＰ
だけ持ち上げたときに、ｎ番目のウェハ１５上面がｎ＋１番目のウェハ１５下面に接触す
ることを防止できるので、これらｎ番目およびｎ＋１番目のウェハ１５に傷を付けたり、
破損させてしまうような危険性を回避することができる。
【００４１】
一方、十分なクリアランスを確保できる場合は、ステップ２２４で、エレベータ機構部１
１によりカセット台１２をｎ番目のウェハ１５の取り出し時の搬送アーム１８の挿入高さ
Ｈまで降下させる。
【００４２】
次いで、ステップ２２５で、搬送アーム１８をｎ番目のウェハ１５の下側に挿入し、ステ
ップ２２６で、エレベータ機構部１１によりカセット台１２を吸着ストロークＰだけ下げ
、搬送アーム１８によりｎ番目のウェハ１５を吸着し、ステップ２２７で、搬送アーム１
８によりウェハカセット１３よりｎ番目のウェハ１５を取り出し、ステップ２２８で、装
置の用途に応じた処理を実行する。
【００４３】
処理の終了後、ステップ２２９で、ｎ番目のウェハ１５の取り出し時と同じ位置に搬送ア
ーム１８を挿入するとともに、搬送アーム１８による吸着を解除する。
【００４４】
そして、ステップ２３０で、搬送アーム１８がｎ番目のウェハ１５を吸着するために下げ
た吸着ストロークＰだけカセット台１２を上げて、ウェハ１５をウェハカセット１３のス
ロット溝１４中に受け渡し、ステップ２３１で、搬送アーム１８を待機位置に移動して、
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ｎ番目のウェハ１５の搬送処理を終了し、以下、ステップ２３２で、ウェハカセット１３
に納められている全てのウェハ１５について処理終了を判断するまで、上述したと同様な
処理を繰り返すようになる。
【００４５】
従って、このようにすれば、エレベータ機構部１１により上下動可能にしたウェハカセッ
ト１３内に多数のウェハ１５を積層方向に収容し、ウェハカセット１３内の搬送するウェ
ハ１５下側より搬送アーム１８を挿入し保持することで、ウェハカセット１３より出し入
れ可能にしたもので、ウェハカセット１３に対する所定の高さ位置にセンサＡ１６、セン
サＢ１７を設け、これらセンサＡ１６、センサＢ１７により、エレベータ機構部１１によ
りウェハカセット１３を上下動して、搬送するｎ番目のウェハ１５と、このｎ番目のウェ
ハ１５に対し上下方向に位置されるｎ－１、ｎ＋１番目のウェハ１５の、それぞれの撓み
の大きい中央部とウェハカセット１３のスロット溝１４への支持部の位置を検出し、この
検出されたｎ－１、ｎ、ｎ＋１番目のウェハ１５の位置情報により、これらウェハ１５の
撓み量を求めるとともに、搬送アーム１８の搬送するｎ番目のウェハ下側への挿入の可能
性およびｎ番目のウェハをウェハ吸着ストロークでの持ち上げの可能性を判断するように
したので、仮に、ウェハカセット１３内の各ウェハ１５の撓み量が異なっていても、搬送
アーム１８が誤ってウェハに接触したり、ウェハ１５同士が接触したりして、ウェハ１５
面に傷を付けたり、破損させてしまうような危険性を確実に回避することができる。また
、各ウェハ１５について、撓みの大きい中央部とウェハカセット１３のスロット溝１４へ
の支持部の２箇所で位置検出をしているので、撓み量が異なるウェハ１５についても，そ
れそぞれ正確に撓み量を求めることができる。
【００４６】
なお、上述した実施の形態では、ｎ番目のウェハ１５をウェハカセット１３から取り出す
場合を述べたが、装置のスループットを向上させるために、最初にエレベータ機構部１１
によりカセット台１２を降下させるとともに、ウェハカセット１３内ウェハ１５の全ての
撓み状態を検出し、その情報を図示しない記憶部に記憶し、搬送可能と判断したウェハ１
５のみをウェハカセット１３から取り出し、次の処理を実行し、搬送不可能と判断したウ
ェハ１５については、搬送を行わないで、エレベータ機構部１１をスキップさせることも
可能である。
【００４７】
また、ウェハカセット１３の最下段のウェハ１５を処理する場合において、最下段ウェハ
１５の下方に位置されるウェハカセット１３下部の連結部材の上面の状態を検出すること
で、連結部材上面と最下段のウェハ１５の下面の間隔がわかり、搬送アーム１８が挿入可
能かの情報を得ることができる。
【００４８】
さらに、上述した実施の形態では、ウェハカセット１３内のウェハ１５の撓みの大きい中
央部を検出可能にしたセンサＡ１６と、同じウェハ１５のスロット溝１４へ挿入される周
縁部を検出可能にしたセンサＢ１７を設ける場合を述べたが、ウェハカセット１３内のウ
ェハ１５の撓みの大きい中央部を検出可能にしたセンサＡ１６のみを設けたものにも適用
できる。この場合は、センサＢ１７によるウェハ１５のスロット溝１４へ挿入される周縁
部の検出位置情報に代えて、ウェハカセット１３の高さ位置を基準として用いるようにす
ればよい。
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態では、センサＡ１６がウェハカセット１３内のウェハ１５の中心位置に
配置することにより、ウェハ１５中央の一番撓みの大きな場所を検出するようにしたが、
必ずしもセンサＡ１６は、ウェハ１５の中心位置に配置しなくとも、センサＡ１６、セン
サＢ１７の位置関係と検出時の高低差から、内部演算によってウェハ１５の撓み量を予測
しても、上述した第１の実施の形態と同様な効果が得られる。
（第３の実施の形態）
上述した第１の実施の形態では、２個のセンサＡ１６、センサＢ１７によりウェハ１５の
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撓み値を検出しているが、仮に、ウェハカセット１３内で、ウェハ１５が同じ高さのスロ
ット溝１４に挿入されず、斜めの状態で保持されることがあると、ウェハ１５の取り出し
時に、搬送アーム１８とウェハ１５が干渉してウェハ１５を破損する危険性がある。
【００４９】
そこで、この第３の実施の形態では、図５（ａ）（ｂ）に示すようにセンサ１６、１７に
加えて、さらにウェハ１５のセンサ１６を挟んで反対側のスロット溝１４へ挿入される周
縁部を検出するセンサＣ１９を設けている。つまり、ウェハカセット１３の中心位置には
、センサＡ１６が配置され、このセンサＡ１６を挟んだ左右対称位置にセンサＢ１７、セ
ンサＣ１９を配置するようにしている。
【００５０】
このような構成によれば、エレベータ機構部１１によりカセット台１２を降下させた時、
図５（ａ）に示すようにウェハカセット１３内ウェハ１５をセンサＡ１６、センサＢ１７
が検出するものの、センサＣ１９がウェハ１５を検出しない場合、または、同図（ｂ）に
示すようにセンサＣ１９がウェハカセット１３内ウェハ１５を検出するものの、センサＡ
１６、センサＢ１７がウェハ１５を検出しない場合は、図示しない制御部によりウェハカ
セット１３内ウェハ１５が正規の状態で、ウェハカセット１３内に治められていなかった
と判断して、搬送アーム１８をウェハカセット１３内部に挿入しないようにしている。こ
れにより、ウェハカセット１３内に正規の状態で保持されていないウェハ１５を搬送アー
ムで破損するような危険性を回避できる。
（第４の実施の形態）
上述した第１の実施の形態では、ウェハカセット１３の前後方向にセンサＡ１６、センサ
Ｂ１７を配置したが、装置の構成上、センサの配置できるスペースが無い場合もある。
【００５１】
そこで、この第４の実施の形態では、図６に示すように、ウェハ１５を収容するウェハカ
セット１３のカセット台１２下部に３個の距離測定センサ２０、２１、２２をウェハカセ
ット１３前面に対して平行な方向に並べて配置する。
【００５２】
このような構成によれば、ウェハ１５を収容したウェハカセット１３がカセット台１２上
に載置されると、距離測定センサ２０、２１、２２の３箇所で、ウェハカセット１３下面
からウェハ１５下面までの距離を測定し、これら距離測定センサ２０、２１、２２の測定
結果から、図示しない制御部によりウェハカセット１３内のウェハ１５の撓み状態を判断
し、予め記憶している搬送アームの挿入高さ、吸着ストロークが決定される。これにより
、仮に、ウェハカセット１３内に薄いウェハ１５が挿入されても、第１の実施の形態と同
様に、ウェハ１５を搬送アームで破損してしまうような危険性を回避できる。また、ウェ
ハカセット１３をカセット台１２に載置することで、カセット台１２を上下動させること
なく、ウェハカセット１３のウェハ１５の厚みを非接触で検出できるので、タクトタイム
を短くすることも可能になる。
【００５３】
上述した各実施の形態では、エレベータ機構部１１によりウェハカセット１３を上下動さ
せてウェハ１５の出し入れを行っているが、カセット台１２およびウェハカセット１３を
固定して搬送アーム１８を上下させることによりウェハ１５の出し入れを行うようにした
装置に対しても、本発明は同様に適用できる。この場合、各実施の形態におけるウェハ検
出用センサ（センサＡ、センサＢ、センサＣ）も上下させるようにする。これらセンサの
上下動の方法としては、搬送アーム１８とは独立して上下動させる方法と、搬送アーム１
８と一体的に上下動させる方法のいずれでもよい。センサと搬送アーム１８を一体的に上
下動させる方法は、上下動機構が一つで済むので、装置の簡素化に有効である。
【００５４】
なお、上述した実施の形態には、以下の発明も含まれている。
（１）エレベータ機構部により上下動可能にしたウェハカセット内に多数のウェハを積層
方向に収容し、該ウェハカセット内の搬送するウェハ下側より搬送アームを挿入し保持す
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前記ウェハカセットに対する所定の高さ位置に設けられ、搬送するウェハ、該ウェハの上
下方向のウェハの、それぞれの少なくとも中央部の位置を検出する位置検出手段を有し、
この位置検出手段で検出された各ウェハの位置情報に基づいて各ウェハの撓み量を求める
とともに、搬送するウェハ下側への前記搬送アームの挿入の可能性および前記搬送アーム
によるウェハの所定ストロークの持ち上げの可能性を判断することを特徴とするウェハ搬
送装置。
【００５５】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、位置検出手段で検出された各ウェハの位置情報により
求められた各ウェハの撓み量が求められるので、ウェハカセット内の各ウェハの撓み量が
異なっていても、搬送時に挿入される搬送アームがウェハに接触したり、ウェハ同士が接
触したりして、ウェハ面に傷を付けたり、破損させてしまうような危険性を回避すること
ができる。
【００５６】
また、各ウェハについて、撓みの大きい中央部とウェハカセットへの支持部の２箇所で位
置検出ができるので、撓み量が異なる各ウェハについても正確に撓み量を求めることがで
きる。
【００５７】
さらに、ウェハがウェハカセットの同じ高さのスロット溝に挿入されず、斜めの状態で保
持されることがあっても、この状態を検出して、搬送アームをウェハカセット内部に挿入
しないようにでき、搬送アームの挿入によるウェハの破損を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態の概略構成を示す図。
【図２】　第１の実施の形態の動作を説明するフローチャート。
【図３】　第１の実施の形態の動作を説明するための図。
【図４】　第１の実施の形態の動作を説明するための図。
【図５】　本発明の第３の実施の形態を説明するための図。
【図６】　本発明の第４の実施の形態を説明するための図。
【図７】　従来のウェハ搬送装置を説明するための図。
【図８】　ウェハの厚みと撓み量の関係を説明するための図。
【符号の説明】
１１…エレベータ機構部、
１２…カセット台、
１３…ウェハカセット、
１４…スロット溝、
１５…ウェハ、
１６…センサＡ、
１７…センサＢ、
１８…搬送アーム、
１９…センサＣ、
２０、２１、２２…距離測定センサ。
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